中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	曝光工件台和主动位移补偿控制系统

	极紫外全息光刻实验站的核心曝光工件台包含掩模台和晶圆台，为实现高质量高分辨的曝光实验结果，还需要对两者的相对位移进行严格控制，整体示意图如图1所示：
[image: ]
图1 主动位移补偿系统示意图
各部件的具体参数要求如下表所示：
表1 掩模台要求
	功能
	指标参数

	掩模尺寸
	≤ 20mm × 20mm × 1mm

	夹持安装
	机械夹持，可实现快装快卸；垂直安装，掩模表面法线平行于光束（z）；相对光束垂直度≤0.1 mrad

	Z 粗调行程
	≥ 30 mm（间隙 0.1–10 mm 加撤离余量），最小间隙限位 0.1 mm，软限位加位置检测；撤离位满足换片通道

	Z 粗调精度
	分辨率1um；双向重复性≤ ±2μm；直线度≤ 3 μm / 30 mm；俯仰、偏摆≤ 100 μrad；负载≥ 10kg；断电自锁， 曝光期间驱动关断

	压电台行程
	行程XY ≥ 50 μm、Z≥10μm（闭环行程），闭环分辨率：X、Y≤ 0.8 nm；Z≤ 0.5 nm；带载（200g）一阶谐振≥200 Hz（空载 ≥ 300Hz）；闭环带宽≥ 100 Hz；轴间串扰≤ 3%；运动中俯仰/偏摆≤ ±20 μrad

	真空兼容
	烘烤≥ 120 °C，真空兼容5e-5Pa



表2 晶圆台要求
	功能
	指标参数

	晶圆尺寸
	兼容100mm （4英寸）硅晶圆，厚度 0.5–0.8 mm。

	夹持安装
	机械夹持，可实现快装快卸；垂直安装，晶圆表面法线平行于光束（z）；相对光束垂直度≤ 0.1 mrad

	X/Y行程和精度
	≥100mm，分辨率 1um；双向重复性水平X≤ ±3μm、竖直Y≤ ±4μm；直线度X/Y ≤ 5 μm / 100 mm；俯仰、偏摆 ≤ 200 μrad；X/Y负载 ≥ 7kg；断电自锁，曝光期间驱动关断

	真空兼容
	烘烤 ≥ 120 °C，真空兼容5e-5Pa



	非接触工作模式（掩模与晶圆之间无接触）
	接触工作模式（掩模与晶圆之间硬接触）

	X/Y/Z相对位置测量
	分辨率 ≤ 1 nm，采样 ≥ 300Hz
	分辨率 ≤ 1 nm，采样 ≥ 300Hz

	X/Y/Z相对位置主动补偿
	X/Y方向稳定性优于5 nm/60分钟，Z方向稳定性优于20nm/60分钟
	无需主动补偿功能

	𝜃x/𝜃y/𝜃z测量
	分辨≤0.1 mrad，采样≥ 300 Hz
	分辨率≤ 0.1 mrad，采样 ≥ 300 kHz


表3 工作模式要求
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	商务条款
	交货期：合同签订后10个月内。
交付进度：一次性交付
付款方式：
1.合同签订后，甲方预付合同总金额的40%；
2.乙方给出初步设计方案，经双方专家会签后，支付合同总金额的20%；
3.项目验收合格且收到乙方提供的全额发票后支付剩余40%尾款。
验收指标及验收要求：以技术参数为验收依据。
阶段性检查要求：
出厂测试：乙方在系统进场安装部署前完成出厂测试，按合同要求的"规格和技术参数"逐项测试并留测试记录；
安装调试：出厂测试合格后乙方安排人员完成进场安装部署，并配合我方进行验收，然后出示安装测试报告。
保修及售后服务：
供货方对系统软件及交付的全部文档提供3年质量保证期。质保期内，供货方在收到采购方电话、邮件或微信通知后2个工作日内响应，并免费提供远程或上门维护、缺陷修复服务。质保期内系统出现质量问题、功能缺陷或与本询价要求不符的情形，供货方须按采购方要求限期包修、包换或包退，并承担由此产生的全部费用。
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